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@Resumen:

Sistema dindmico para calentamiento o enfriamiento
variables de sustratos transportados linealmente.
Se proporciona un sistema (100) para el
calentamiento o el enfriamiento de sustratos (108)
discretos, transportados linealmente, con un hueco
(114) entre un borde posterior (112) de un primer
sustrato y un borde anterior (110) de un sustrato
subsiguiente en una direccion de transporte. El
sistema incluye una cadmara (102) y un transportador
(132) configurados de forma funcional dentro de la
camara para mover los sustratos a través de ella a
una velocidad de transporte. Una pluralidad de
unidades de control de temperatura (116) controladas
individualmente, por ejemplo, unidades calefactoras o
refrigerantes, se disponen linealmente dentro de la
camara a lo largo de la direccion de transporte. Un
controlador (118) estd en comunicacion con cada una
de las unidades de control de temperatura (116) para
hacer circular secuencialmente la salida de las
unidades desde una salida de temperatura en estado
estacionario a lo largo de la direccién de transporte
como una funcién de la posicién de los bordes
anteriores y posteriores de los sustratos dentro de
dicha camara con relacion a dichas unidades de
control de temperatura con el fin de reducir las
variaciones de temperatura inducidas por los bordes
en los sustratos.
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Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)
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Reivindicaciones
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinién.-
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1-15
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NO
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. Este requisito fue evaluado durante la fase de

La presente opinion se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201230441

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideraciéon para la
realizacion de esta opinién.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion
D01 US 2010189904 Al (CANON ANELVA CORP) 29.07.2010
D02 US 4338078 A (PHOTON POWER INC) 06.07.1982

2. Declaracion motivada segln los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucién de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

El objeto de la invencion segun la reivindicacion independiente 1 es un sistema para el calentamiento o enfriamiento
variables de sustratos discretos transportados linealmente que compensa las variaciones de temperatura inducidas por los
bordes en los sustratos. El sistema comprende una cdmara; un transportador dentro de la cAmara para mover los sustratos
a una velocidad de transporte, teniendo los sustratos unos bordes anterior y posterior con respecto a la direccién de
transporte a través de la camara; una pluralidad de unidades de control de temperatura controladas individualmente y
dispuestas linealmente dentro de la cAmara a lo largo de la direccidon de avance; y un controlador en comunicacién con las
unidades de control de temperatura, que modifica secuencialmente la salida de las unidades de control de temperatura con
respecto a una salida de temperatura en estado estacionario a lo largo de la direccion de transporte como una funcién de la
posicion de los bordes anteriores y posteriores de los sustratos dentro de la camara con relacién a las unidades de control
de temperatura, con el fin de reducir las variaciones de temperatura inducidas por los bordes en los sustratos.

También es objeto de la invencién, segin la reivindicacion independiente 8, un sistema para la deposicion por medio de
vapor de una capa de pelicula fina en sustratos de modulos fotovoltaicos, que comprende una camara de vacio, que
comprende a su vez un aparato para la deposicién de vapor configurado para depositar una pelicula fina de un material de
partida sublimado sobre una superficie superior de sustratos transportados a través de ella; un sistema transportador dentro
de la cAmara que transporta los sustratos en una disposicion en serie con un hueco entre sustratos adyacentes a través de
dicho aparato para la deposicion de vapor a una velocidad de trasporte constante controlada; y una seccién de
precalentamiento dentro de la camara, anterior al aparato de deposicion de vapor. La seccién de precalentamiento
comprende una pluralidad de unidades calefactoras controladas individualmente y dispuestas linealmente dentro de la
camara a lo largo de la direcciéon de avance; y un controlador en comunicacion con cada una de las unidades calefactoras,
que modifica secuencialmente la salida de las unidades calefactoras como una funcién de la posicion de los bordes
anteriores y posteriores de los sustratos dentro de la caAmara con relacién a las unidades calefactoras, con el fin de reducir
las variaciones de temperatura inducidas por los bordes en los sustratos.

El documento D1 divulga un sistema para la deposicion por medio de vapor de una capa de pelicula fina en sustratos
discretos planos, tales como pantallas de plasma, transportados linealmente que compensa las variaciones de temperatura
inducidas en el sustrato que pudieran surgir debido a un diferente calentamiento en sus bordes anterior y posterior. El
sistema comprende una camara; un transportador para mover los sustratos en serie, con un hueco entre sustratos
adyacentes, a una velocidad de transporte constante, teniendo los sustratos unos bordes anterior y posterior con respecto a
la direccion de transporte; tres unidades calefactoras controladas individualmente y dispuestas linealmente a lo largo de la
direccion de avance; y un controlador en comunicacién con las unidades calefactoras, que modifica la salida de las unidades
calefactoras a lo largo de la direccion de transporte como una funcién de la posicién de los bordes anteriores y posteriores
de los sustratos con relacién a las unidades calefactoras, con el fin de reducir las variaciones de temperatura inducidas en el
sustrato que pudieran surgir debido a un diferente calentamiento en sus bordes anterior y posterior. Asimismo se dispone en
la parte central, tras la primera seccion de precalentamiento, un aparato para la deposicion de vapor configurado para
depositar una pelicula fina de un material de partida sobre una superficie superior de los sustratos transportados a través de
ella. Cada unidad calefactora comprende una pluralidad de elementos calefactores controlables individualmente. El sistema
comprende unos detectores de bordes anteriores y posteriores que comunican la posicion real de los bordes al controlador,
el cual, en funciéon de esta informacién, modifica la actuacion de los elementos calefactores individuales de cada unidad
calefactora para asi minimizar la posible irregularidad en la temperatura a lo largo del sustrato (ver parrafos 28-70; figuras).
El hecho de utilizar esta técnica conocida en la situacion analoga de fabricacion de sustratos fotovoltaicos se considera una
utilizacién evidente que no implica actividad inventiva.

Asimismo, y con respecto a las reivindicaciones dependientes 5y 9, el usar la posicion calculada de los bordes a partir de
velocidad y tiempo, en vez de utilizar la posicidn real que proporcionan los detectores de posicion real, se considera una
alternativa evidente para el experto en la materia.

Por tanto, la invencién definida en las reivindicaciones 1 a 11 no difiere de la técnica conocida descrita en el documento D1
en ninguna forma esencial, considerandose obvia para un experto en la materia. Por consiguiente, la invencién segin las
reivindicaciones 1-11 no se considera que implique actividad inventiva en base a lo divulgado en el documento D1 (Art. 8
LP).

Con respecto a la reivindicacion dependiente 12, el documento D2 divulga un sistema para el calentamiento y enfriamiento
variables de sustratos discretos transportados linealmente, en el que se distingue una zona de precalentamiento, una zona
de deposicion y una zona de refrigeracion, posterior a la zona de deposicién (ver columna 4, lineas 4-22; columna 5, linea
55 — columna 6, linea 32; columna 8, lineas 20-33; figuras 1,2). Para un experto en la materia seria obvia la incorporacion de
esta zona de refrigeracion descrita en el documento D2 al sistema divulgado en el documento D1, asi como un control de
estos elementos refrigerantes analogo al de los calefactores de D1, considerado el estado de la técnica mas cercano. Por
tanto, las reivindicaciones 12 a 15 carecen de actividad inventiva con relacion a lo divulgado en los documentos D1 y D2
(Art. 8 LP).
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